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Abstract (de)
Instrumentenhalterung zur flissigkeitsfreien Instrumentenkihlung sowie ein System zur flissigkeitsfreien Innenraumiberwachung von
Hochtemperatursystemen. Die Instrumentenhalterung umfasst ein zumindest doppelwandiges Schutzgehduse (2) mit einer Einlasséffnung
far Kohlgas (3), mindestens einem Strdomungskanal fiir Kiihigas (4.1/4.2), mindestens einer Auslasséffnung fiir Kihigas (5.1/5.2) und ein
in einem Stréomungskanal fur Kihlgas (4.1/4.2) anordenbares Instrumentengeh&use (6) mit einer Einlasséffnung fir Spilgas (7), einem
Strdomungskanal fur Spiilgas (8), mindestens einer Auslasséffnung fir Spiilgas (8.1), einer Ausblickéffnung (9) fur ein Instrument und
Befestigungsmittel (10) zur Befestigung eines Instruments im Instrumentengehause (6). Das System zur flissigkeitsfreien Innenraumiberwachung
von Hochtemperatursystemen umfasst eine Instrumentenhalterung (1), eine Kamera, die von der Instrumentenhalterung gehalten ist, eine
Kontrolleinrichtung zur Verarbeitung von Kamerasignalen und einer Versorgungseinrichtung zum Bereitstellen eines Gasstroms an die
Instrumentenhalterung. Bei dem erfindungsgeméaBen Verfahren zur flissigkeitsfreien Instrumentenkihlung mit einer Instrumentenhalterung zur
flussigkeitsfreien Instrumentenkihlung oder einem System zur flissigkeitsfreien Innenraumiberwachung von Hochtemperatursystemen wird
zum Kihlen eines von der Instrumentenhalterung (1) gehaltenen Instruments ein Volumenstrom fir ein Kiihlgas und/oder firr ein Spulgas in
Abhangigkeit von einer Temperatur des Instruments, einer Temperatur der Instrumentenhalterung (1) und/oder einer Umgebungstemperatur der
Instrumentenhalterung (1) an die Instrumentenhalterung bereitgestellt.

IPC 8 full level
F27D 19/00 (2006.01); F27D 21/00 (2006.01); F27D 21/02 (2006.01)

CPC (source: EP)
F27D 19/00 (2013.01); F27D 21/00 (2013.01); F27D 21/0014 (2013.01); F27D 21/02 (2013.01); F27D 2019/0003 (2013.01);
F27D 2021/026 (2013.01)

Citation (search report)
« [XI] JP 2002105464 A 20020410 - MITSUBISHI HEAVY IND LTD
« [XI] US 2012216568 A1 20120830 - FISHER JR DALE MADARD [US], et al
+ [XAI] US 6069652 A 20000530 - EVERSOLE DONALD L [US], et al

Cited by
CN111122471A

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZDE DKEE ES FIFRGB GRHRHU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3279596 A1 20180207; EP 3279596 B1 20190320; DE 102016114409 A1 20180208; ES 2731838 T3 20191119

DOCDB simple family (application)
EP 17184838 A 20170804; DE 102016114409 A 20160804; ES 17184838 T 20170804


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP3279596A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP17184838&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F27D0019000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F27D0021000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F27D0021020000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D19/00
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D21/00
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D21/0014
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D21/02
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D2019/0003
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F27D2021/026

